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10 Vorrichtung zum Lagern von Wafer scheibexi 



Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
15 Lagern von Waf erscheiben. Speziell betrifft die Erfindung 
eine Vorrichtung, mit der eine Vielzahl von vorzugsweise 
horizontal gelagerten, in etwa kreisf ormigen Waf erscheiben 
unter Reinraumbedingungen oder anderen erhohten 
Anforderungen an die Umgebung gelagert und einzeln 
20 eingeordnet und herausgenommen werden konnen. Weiterhin 
betrifft die Erfindung ein Werkzeug, mit dem der Zugang zu 
den einzelnen Waf erscheiben, also das Einordnen und das 
Herausnehmen, unterstutzt werden " kann. Gemass einem 
weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zum 
25 Einordnen oder Herausnehmen von Waf erscheiben aus einem 
Stapel bzw. in einen Stapel . 

Die in den Herstellungsprozess eingebrachten Waf erscheiben 
sind - in einem bestimmten Stadium ihrer Bearbeitung - als 
30 in etwa kreisf ormige Scheiben geschnitten. Diese Scheiben 
, . sollen moglichst in Rein- oder Reinstraumbedingungen 
gelagert werden konnen. Da es einen erheblichen- Aufwand 
macht, die Scheiben unter solchen Bedingungen zu lagern, 
erscheint es wesentlich, die Scheiben - eben aus technisch- 
35 okonomischen Griinden - mit sehr hoher Packungsdichte lagern 
zu konnen. Dabei ist es notwendig, auf einzelne Scheiben 
wahlweise - in der Sof twaretechnik sprache man von "random 
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access" - zugreifen zu konnen, ohne die anderen Scheiben 
angreifen zu miissen. 

Es ist also die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine 
5 Vorrichtung vorzuschlagen, mit der eine Vielzahl von 
vorzugsweise horizontal gelagerten, in etwa kreisformigen 
Waferscheiben unter Reinraumbedingungen oder anderen 
erhohten Anf orderungen an die Umgebung gelagert und einzeln 
eingeordnet und herausgenommen werden konnen. Gemass einem 

10 weiteren Aspekt der Erfindung soli ein Werkzeug 
bereitgestellt werden, mit dem der Zugang zu den einzelnen 
Waferscheiben, also das Einordnen und das Herausnehmen, 
unterstutzt werden kann. Weiterhin ist ein Verfahren zum 
Einordnen oder Herausnehmen von Waferscheiben aus einem 

15 Stapel bzw. in einen Stapel erforderlich, mit dem die 
Vorteile der Erfindung genutzt werden konnen. 

Dabei ist es erforderlich, dass die Waferscheiben schonend 
behandelt werden konnen. Weiterhin soli die Vorrichtung, 
das Werkzeug und das entsprechende Verfahren einfach sein 
und keine iiberf liissigen und storenden Elemente aufweisen, 
die die Waferscheiben beschadigen konnen. 



20 



25 



30 



Die Erfindung lost die Aufgabe durch eine Vorrichtung nach 
Anspruch 1. Dabei haben die Massnahmen der Erfindung 
zunachst einmal zur Folge, dass auf jede Scheibe einzeln 
zugegriffen werden kann. Dabei kann die Reinraumbedingung 
entweder in der gesamten Umgebung hergestellt werden, indem 
die Vorrichtung selbst in einem Reinraum betrieben wird, 
Oder aber die Vorrichtung bildet selbst einen Reinraum aus, 
zumindest fur die Zeit, in der nicht auf die Scheiben 
zugegriffen wird. 

Als besonders vorteilhaft stellt sich die Losung nach 
35 Anspruch 1 dadurch heraus, dass durch die Lagerungsringe in 

Umweltbedingungen erzeugt und/oder aufrecht erhalten werden 
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konnen, namlich Rein- oder Reinstraumbedingungen, 
Uberdruck, bestimmte Gaszusammensetzungen (z.B. reiner 
Stickstoff) etc., ohne dass auf eine selektive 
Zugrif fmoglichkeiten von aussen (also z.B. auch von einer 
5 Umwelt ohne diese speziellen Umweltbedingungen) zugegrif fen 
werden kann. Diese gehausebildende Massnahme der 
Einkapselung wird als eine wichtige Eigenschaft der 
vorliegenden Erfindung angesehen. 

10 Eine vorteilhafte Ausbildung basiert auf runden Ringen mit 
nach oben abgewinkelten Ablagef lSchen fur die 
Waferscheiben, wobei die Ringe im geschlossenen Zustand 
einen Reinraum bilden und im Zugrif f szustand - wenn also 
ein Ring mit einem erf indungsgemassen Werkzeug mit den 

15 daruber liegenden Ringen angehoben wird - eine 
Reinluftzufuhr die Reinraumbedingungen urn die Waferscheiben 
herum sicherstellen kann. Weiterhin vorteilhaft ist die 
direkte Zugrif fsmoglichkeit auf sehr dicht gelagerten 
Waferscheiben, ohne auf die vorgenannten Vorteile 

20 verzichten zu mussen. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn mit der Erfindung auch 
schon praktische Probleme mitgeldst werden konnen, die bei 
der erf indungsgemassen Losung auf tauchen konnen, 

25 insbesondere wenn jemand derartige Probleme nicht 
berucksichtigt . Beispielhaft sollen in diesem Zusammenhang 
zwei mogliche Probleme genannt werden, namlich einerseits 
die Gefahr, dass durch das Anheben der oberen Ringe der 
Stapel instabil bezuglich der Seitenlage werden konnte, ein 

30 Problem welches durch seitliche Fuhrungen gemass einem 
abhangigen Anspruch gelost werden kann und andererseits die 
Gefahr, dass die Ringe, die unter . dem f reigemachten 
Eingriff angeordnet sind, sich durch Entspannung anheben 
konnten, insbesondere wenn der Eingriff relativ weit unten 

35 stattfindet, ein Problem, welches durch einen spreizenden 
Eingriff unter Ausubung von bruck nach unten gemass einem 
weiteren abhangigen Anspruch gelost werden kann. 
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Eine spezielle Ausbildung des entsprechenden 

erf indungsgemassen Werkzeugs zum Anheben ist in einem 
nebengeordneten Anspruch definiert. 



Besonders vorteilhaft ist ein Verfahren zum Lagern von und 
Zugreifen auf die Waf erscheiben mit einer entsprechenden 
oder ahnlichen Vorrichtung. 

Weitere vorteilhafte Einzelheiten der Erfindung sind in den 
abhangigen Anspriichen dargelegt. 

Die vorgenannten sowie die beanspruchten und in den nach- 
folgenden Ausfuhrungsbeispielen beschriebenen, erfindungs- 
gemaS zu verwendenden Elemente unterliegen in ihrer GroBe, 
Formgestaltung, Materialverwendung und technischen Konzep- 
tion keinen besonderen Ausnahmebedingungen, so dass die in 
dem jeweiligen Anwendungsgebiet bekannten Auswahlkriterien 
uneingeschrankt Anwendung finden konnen. 

Es sollte insbesondere darauf hingewiesen werden, dass die 
Erfindung - gemass den Patentanspruchen - so ausgelegt 
werden sollte, dass einerseits nicht nur in etwa 
kreisformige Lagerungsringe verwendet werden konnen, 
sondern gleichwirkend auch z.B. quadratische oder 
rechteckige Rahmen eingesetzt werden konnen, wenn dies 
vorteilhaft ist und andererseits z.B, die Vorsprunge an den 
Ringen auch umgekehrt als Eingriffe ausgebildet sein 
konnen, in die dann die entsprechenden Elemente des 
erf indungsgemassen Werkzeuges eingreifen. 

Weiterhin ist die Vorrichtung nicht auf die Lagerung bzw. 
das Einordnen oder Herausnehmen von Waf erscheiben 
beschrankt. Sowohl die Vorrichtung als auch das Werkzeug 
und das Verfahren lassen sich fur andere Scheiben, wie z.B. 
CDs etc. verwenden. 
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Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile des Gegen- 
standes der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung der dazugehdrigen Zeichnungen, in denen - 
beispielhaft - eine Vorrichtung und ein dazugehSriger 
5 Verfahrensablauf zur vorliegenden Erfindung erlautert wird. 

In den Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 eine Ansicht der erf indungsgemassen Vorrichtung 

von der Seite; 

Fig. 2 eine Detailzeichnung gemass Figur 1; 

Fig. 3 eine Detailzeichnung der Elemente von Figur 1 

15 von oben; 

Fig. 4 eine Darstellung der eingebauten Vorrichtung 

gemass Figur 1 von oben; 

20 Fig. 5 a-d einen Ablauf der Offnung der Vorrichtung zur 

Entnahme oder zur Einordnung einer Waf erscheibe; 

Fig. 6 eine schematische Ablauf zeichnung mit den 

Elementen der erf indungsgemassen Vorrichtung und 
des erf indungsgemassen Werkzeugs; 



25 



Fig. 7 eine Gasamtdarstellung eines Speichers gemass 

einer bevorzugten Ausfuhrung der Erfindung; 

3 0 Fig. 8 eine Detailzeichnung der erf indungsgemassen 

Vorrichtung gemass des Ausfuhrungsbeispiels nach 
Fig. 7; 



35 



Fig. 9 eine perspektivische Detaildarstellung gemass 

Fig. 8; 
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eine Darstellung der eingebauten Vorrichtung 
gemass Figur 7 von oben; 



Fig. 12 eine Detaildarstellung nach Fig. 10. 

Fig. 13 eine perspektivische Darstellung eines 
Lagerungsringes gemass des Ausfuhrungsbeispiels 
nach Fig, 7; 

Fig. 14 eine Ansicht von oben auf den Lagerungsring nach 
Fig. 13; 

Fig. 15 eine Seitenansicht des Lagerungsringes nach Fig. 
13; 

Fig. 16 eine Detaildarstellung nach Fig. 15 mit 
aufgelegter Waf erscheibe; 

Fig. 17 eine Darstellung der Fuhrungselemente von oben 
) gemass der Ausfuhrung nach Fig. 7; 

Fig. 18 eine perspektivische Darstellung gemass Fig. 17; 

Fig. 19 eine Seitenansicht gemass Fig. 17; 

5 

Fig. 20-23 den Ablauf des Anhebens der oberen 
Lagerungsringe, Isolierens des zu bearbeitenden 
Lagerungsringes und Herunterhaltens der darunter 
liegenden Lagerungsringe mit dem Werkzeug 
0 (jeweils ohne Darstellung der Lagerungsringe) ; 



Fig. 24-2 8 den Ablauf des Anhebens der oberen 
Lagerungsringe, Isolierens des zu bearbeitenden 
Lagerungsringes und Herunterhaltens der darunter 
5 liegenden Lagerungsringe mit dem Werkzeug 

(jeweils mit Darstellung der Lagerungsringe) . 
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In exner in Figur 1 als Ganzes mit 100 bezeichneten 
Vorrichtung ist ein Stapel 12 von Lagerungsringen 10 
angeordnet, der unten aufliegt (nicht dargestellt). Von 
oben wird der Stapel 12 mit einer Klimaeinrichtung 20 so 
klimatisiert, dass im geschlossenen Zustand ein Reinraum 
ausgebildet wird, wahrend im - dargestellten - geoffneten 
Zustand von oben Reinluft eingeblasen wird, um eine 
staubfreie Umgebung zu erhalten. 

Uber ein Bedienpult 30 ist eine Handhabungseinrichtung 32 
steuerbar, mit der der Stapel von Lagerungsringen selektiv 
geoffnet werden kann. Dies geschieht - gemass dem hier 
beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung - durch ein Werkzeug 50. 

in den Lagerungsringen 10 sind - wie in Figur 3 dargestellt 
- drex Halterungselemente 16 nach innen angeordnet, auf 
denen eine Waferscheibe 40 gelagert werden kann. Die 
Halterungselemente 16 sind leicht nach oben angewinkelt und 
wexsen nach innen - in Bezug auf die Lagerungsringe 10 - 
Deweils eine ebene Flache auf und bilden so einen 
Lagerungsplatz fur eine Waferscheibe 40 aus. 

In Figur 2 ist der geoffnete Zustand der Lagerungsringe 10 
dargestellt. Dabei werden alle Lagerungsringe oberhalb des 
vorgesehenen Zugrif f spunktes um einen bestimmten Betrag - 
xm Ausfuhrungsbeispiel 12 cm - nach oben gehoben, wodurch 
exn Zugrif fsraum entsteht. Allerdings sind - gemass der 
vorteilhaften Ausfuhrung der vorliegenden Erfindung - die 
Lagerungsringe 10 mit (oder auch ohne) die Waferscheiben so 
dxcht gepackt, dass ein schonender Zugrif f auf eine 
exnzelne Scheibe immer noch nicht oder nicht leicht moglich 
ware. Deshalb wird die oberste der unten verbleibenden 
Lagerungsringe um eine bestimmte Hohe - im vorliegenden 
Ausfuhrungsbeispiel 3 cm - nach oben gehoben. Diese Hohe 
entspricht dabei mindestens der Hohe, mit der die 
Waferscheiben 40 durch die angewinkelten Halterungselemente 
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16 oberhalb ihrer Lagerungsscheibe gelagert sind. Auf diese 
Weise ist beim Zugriff - trotz der sehr dichten 
Packungsweise - die einzelne Waferscheibe 40 ohne 
Behinderung durch ihre Nachbarn oder durch den eigenen 
5 Lagerungsring oder die anderen Lagerungsringe 10 gut 
zuganglich. Wie in Figur 4 dargestellt ist, wird die 
Waferscheibe 40 nach ihrer Auswahl dem weiteren Prozess 
zugef \ihrt . 

10 In den Figuren 5a bis 5d ist der oben beschriebene 
Of f nungsvorgang nochmals im Detail dargestellt. Das 
Werkzeug 50, das zwei Hebeflachen 52 und 54 aufweist, wird 
an einer bestimmten azimutalen Position auf den Stapel 12 
von Lagerungsringen hin bewegt und greift dann mit der 
15 oberen Hebeflache 54 unter den Lagerungsring 10a. Danach 
wird der Lagerungsring 10a urn einen bestimmten Weg (im 
Ausfuhrungsbei spiel 12 cm) nach oben bewegt, bis die untere 
Hebeflache an den Lagerungsring 10b angreift. Dann wird der 
untere Lagerungsring 10b um einen wiederum bestimmten Weg 
20 (im Ausfiihrungsbeispiel 3cm) angehoben, wobei alle daruber 
liegenden Lagerungsringe weiter mit angehoben werden, In 
dieser Position ist die Waferscheibe, die auf dem 
Lagerungsring 10b liegt, frei von anderen Elementen 
zugreifbar, wie in Figur 5d ersichtlich ist. Durch den 
25 Greifer 60 kann nun also diese Waferscheibe entnommen 
werden. Selbstverstandlich ist auch der umgekehrte Vorgang 
des Einfugens dieser Waferscheibe mit der gleichen 
Of fnungsmethode moglich. 

3 0 In der bevorzugten Ausf uhrungsf orm kann das Werkzeug 50 um 
den Stapel 12 der Lagerungselemente 10 herumgedreht werden, 
um jede beliebige azimutale Position einnehmen zu konnen. 
In einer anderen Ausfuhrung ist es aber auch moglich, dass 
der Stapel 12 gedreht wird und das Werkzeug 50 fest steht 

35 oder nur um einen kleineren Schwenkwinkel drehbar ist. 
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In der hier dargestellten Ausfuhrung wird der Stapel 12 der 
Lagerungselemente 10 dadurch stabilisiert , dass seine 
Position aussen durch drei Stangen (nicht dargestellt) 
gehalten wird. Dies verhindert ein Kippen des Stapels 12 
und sichert damit eine schonende Behandlung der 
Waferscheiben 40. In einer alternativen Ausf uhrungsform 
sind Fuhrungsstifte vertikal durch die Lagerungselemente 
hindurchgefuhrt, was zwar die Zugrif f sm6glichkeit 
emschrankt, aber fur eine sehr sichere Handhabung und 
grosse Kippf estigkeit sorgt . 

Wie in Figur 6 gezeigt, sind die Vorsprunge 14 an den 
Lagerungsringen 10 treppenartig angeordnet, so dass jeweils 
der Vorsprung des hoheren Lagerungsrings - im 
Ausfuhrungsbeispiel gegen den Uhrzeigersinn - azimutal um 
etwas mehr als die Breite des Vorsprunges versetzt ist land 
so eine Treppe bildet. Die Massnahme steht mit der 
Ausgestaltung des Werkzeuges 50 in Verbindung, dass die 
untere Hebeflaohe 52 - im Ausfuhrungsbeispiel nach links - 
gegenuber der oberen Hebeflaohe 54 um etwas mehr als eine 
Vorsprungsbreite versetzt ist. 

In einer bevorzugten Aus runnings form gemass den Figuren 7 
bis 29 sind die seitlichen Fuhrungen so angeordnet, dass 
ein Eingriff nicht nur auch zum Herausnehmen und 
Wiedereinsetzen von Waferscheiben 40 ermoglicht wird, 
sondern auch zur Austausch der Lagerungsscheiben 10. Dies 
wird dadurch ermoglicht, dass auf beiden Seiten der 
Lagerungsringe 10 sehr weit aussenliegende Fuhrungselemente 
80 angeordnet sind, die ein horizontales Herausziehen der 
Lagerungsringe 10 zulassen. Diese Fuhrungselemente 80 sind 
im Ausfuhrungsbeispiel als Gleitelementen - bevorzugt 
Rollen - ausgestattet . Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, 
dass z.B. Wartungsarbeiten an den Lagerungsringen 
vorgenommen werden konnen, ohne dass die Vorrichtung ausser 
Betrieb gesetzt werden musste. 
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In diesem Ausf uhrungsbeispiel wird von der bereits oben 
erwahnten Spreizlosung Gebrauch gemacht. Dabei greift das 
Werkzeug der Vorrichtung in jeweils drei Lagerungsringe 
ein, also auch in den Lagerungsring 10c, der unterhalb des 
5 Lagerungsrings 10b angeordnet ist. Dieser Lagerungsring 10c 
wird dabei in seinem Niveau gehalten, so dass die - z.B. 
durch den Druck der Anordnung entstandene - Spannung bei 
einer Entlastung nicht zu einem selbstandigen Anheben der 
unten verbleibenden Lagerungsringe fuhren kann. 

10 

Es sollte noch betont werden, dass bei einer Anordnung von 
Waferscheiben auf den Lagerungsringen 10, die nicht so 
dicht ist, dass ein Zugriff schon ungehindert moglich ist, 
wenn nur die oben liegenden Lagerungsringe 10a und daruber 
15 liegend angehoben werden, auf ein Anheben des Arbeitsringes 

10b verzichtet werden kann. Eine solche Lagerung wird 
ublicherweise als "l/l pitch" (oder mehr) bezeichnet, ist 

also nicht verdichtet . Auch in einer solchen Anordnung kann 

aber das vorstehend beschriebene Spreizen zum Verhindern 
2 0 des selbstandigen Anhebens der unten liegenden 

Lagerungsringe - in diesem Fall 10b und darunter - durchaus 

sinnvoll sein. 

25 
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Patentanspriiche 



1. Vorrichtung zum Lagern von und Zugreifen auf Scheiben 
msbesondere von Waf erscheiben (40) zur Herstellung von 
Halbleiterbauteilen, mit einer Vielzahl von ubereinander 
angeordneter Lagerungs element en (10, 12), wobei 

- die Lagerungselemente (10) Mittel (16) zur Auflage der 
Scheiben (40) aufweisen, 

- die Lagerungselemente (10) erste Mittel (14) zum 
Anheben aufweisen, mit deren Hilfe ein bestimmtes 
Lagerungselement (10a) sowie alle uber diesem 
Lagerungselement (10a) angeordneten Lagerungselemente 
(10) urn eine vorbestimmte erste Hohe - zur Ausbildung 
eines Eingrif f sspaltes - angehoben werden konnen. 

2 . Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass 

- die Lagerungselemente (10) weiterhin Mittel (14) zum 
Anheben aufweisen, mit denen das unter dem besagten 
Lagerungselement (10a) angeordnete Lagerungselement 
(10b) urn eine vorbestimmte zweite Hohe - zur 

Ausbildung einer Zugrif f sf reiheit fur die auf dem 
unter dem besagten Lagerungselement (10a) angeordneten 
Lagerungselement (10b) aufliegenden Oder auf zulegenden 
Scheibe (40) - angehoben werden kann. 

3 . Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Lagerungselemente (10) als im 
Wesentlichen kreisformige Ringe ausgebildet sind. 
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4 . Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Mittel (16) zur Auflage als 
nach innen gerichtete Vorsprunge ausgebildet sind, 
wodurch eine Lagerungsf lache jeweils um eine bestimmte 
Hohe liber dem Lagerungselement (10) ausgebildet wird. 

5 . Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Mittel (16) zur Auflage als Winkelelemente mit 
horizontaler Endf lache ausgebildet sind. 

6 . Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5 , dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zum Anheben als nach 
aussen gerichtete Vorspriinge (14) ausgebildet sind. 

7 . Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Vorsprunge (14) stufenartig an den 
Lagerungselement en angeordnet sind, so dass die erst en 
Mittel zum Anheben und die weiteren Mittel zum Anheben 
jeweils als benachbarte Vorsprunge (14) ausgebildet 
sind. 

8 . Vorrichtung nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerungselemente (10) 
einen abgeschlossenen Innenraum ausbilden, wenn keines 
der Lagerungselemente (10) angehoben ist. 

9 . Vorrichtung nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet , 
dass der Innenraum als Reinraum ausgebildet ist. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch eine 
Einrichtung (20) zum Durchblasen eines staubfreien Gases 
zur Beibehaltung von Reinraumbedingungen, wenn 
Lagerungselemente angehoben sind. 

11. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Anspruche, 
gekennzeichnet durch Mittel zur Erhohung der 
Standf estigkeit . 
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12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Mittel zu Erhohung der Standf estigkeit 
Fuhrungsstifte oder gleichwirkende Mittel umfassen, die 
ein Kippen der ubereinander liegenden Lage rungs elemente 

5 (10) verhindern . 

13. Vorrichtung nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch 
seitliche Fiihrungs elemente fur die Lagerungsringe, die 
ein horizontales Entnehmen und Zuruckspeichern nicht nur 

10 von gelagerten Waf erscheiben sondern auch von 

Lagerungselementen ermoglicht wird. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 13 , dadurch gekennzeichnet, 
dass die seit lichen Fiihrungs elemente als horizontale 

15 Gleitelemente ausgebildet sind, an denen die 

Lagerungselemente entlang gleiten konnen. 

15. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

2 0 - die Lagerungselemente (10) weiterhin Mittel zum Hal ten 

aufweisen, mit denen alle unter einem bestimmten 
Lagerungs element (10b) angeordneten Lagerungselemente 
(10c) in ihrer Hohe gehalten werden konnen, 
insbesondere urn ein selbststandiges Anheben dieser 

25 Lagerungselemente durch Entspannung zu vermeiden. 

16. Werkzeug (50) zum Anheben von Lagerungselementen (10) , 
insbesondere fur eine Vorrichtung nach einem der 
Anspruche 1 bis 15, mit 

30 

- einer ersten Hebeflache (54) zum Anheben eines oberen 
Lagerungselementes (10a) sowie aller tiber diesem 
oberen Lagerungselement (10a) angeordneten 
Lagerungselemente (10), zur Ausbildung eines 

35 Eingrif f sabstandes und 

- einer zweiten Hebeflache (52) zum Anheben des unter 
diesem oberen Lagerungselement (10a) angeordneten 



BE-22598-CH/MK 



11.07.2003 



Lagerungselement (10b) zur Ausbildung einer 
Zugrif f sf reiheit . 

17. Werkzeug nach Anspruch 16, gekennzeichnet durch einen 
Werkzeugkorper und einen ersten Vorsprung (54) zum 
Angriff unter einen ersten Vorsprung (14) zum Anheben 
des oberen Lagerungselementes (10a) und einen zweiten 
Vorsprung (52) zum Angriff unter das unter diesem oberen 
Lagerungselement (10a) angeordneten Lagerungselement 
(10b) , wobei der zweite Vorsprung (52) urn eine bestimmte 
Hohe sowie um einen bestimmten Seitenversatz von dem 
ersten Vorsprung (54) beabstandet ist. 

18, Werkzeug nach Anspruch 16 oder 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass der erste Vorsprung (54) und der 
zweite Vorsprung (52) eine im Wesentlichen zueinander 
parallele Auf lagef lache aufweisen. 

19. Verfahren zum Zugreifen auf eine Scheibe, insbesondere 
auf eine Waferscheibe (40) zur Herstellung von 
Halbleiterbauteilen, wobei mit einem Werkzeug (50) , 
insbesondere mit einem Werkzeug nach einem der Anspruche 
12 bis 14, das zwei Hebeflachen (52, 54) aufweist, an 
einer bestimmten azimutalen Position auf einen Stapel 
(12) von Lagerungsringen hin bewegt wird und dann mit 
einer der Hebeflachen (54) unter einen Lagerungsring 
(10a) gegriffen wird, der Lagerungsring (10a) um einen 
bestimmten Weg nach oben bewegt wird, bis die untere 
Hebeflache an den darunter benachbarten Lagerungsring 
(10b) angreift, der untere Lagerungsring (10b) um einen 
wiederum bestimmten Weg angehoben wird, wobei alle 
daruber liegenden Lagerungsringe weiter mit angehoben 
werden und auf die Scheibe, die auf dem Lagerungsring 
(10b) liegt zugegriffen wird oder dort eine Scheibe 
eingelegt wird. 
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Zus axnmen f a s sung 



Um eine dicht gepackte, im Wesentlichen horizontale 
Lagerung von Waf erscheiben (40) zu ermoglichen, bei der ein 
vereinfachter Zugriff zu jeder dieser Waferscheiben (40) 
moglich ist, wird eine Vorrichtung vorgeschlagen, mit einer 
Vielzahl von iibereinander angeordneten Lagerungselementen 
(10) , wobei die Lagerungselemente (10) Mittel (16) zur 
Auflage der Waferscheiben (4 0) aufweisen. Die 
Lagerungselemente (10) weisen Vorsprunge (14) zum Anheben 
auf, mit deren Hilfe ein bestimmtes Lagerungselement (10a) 
sowie alle uber diesem sie bestimmten Lagerungselement 
(10a) angeordneten Lagerungselemente (10) um eine 
vorbestimmte erste Hone - 2ur Ausbildung eines 
Eingriffsspaltes - angehoben werden k6nnen. Mit den 
Vorspriingen (14) kann auch das unter dem besagten 
Lagerungselement (10a) angeordnete Lagerungselement (10b) 
um eine vorbestimmte zweite Hohe zur Ausbildung einer 
Zugriff sfreiheit angehoben werden. 



(Fig. 1) 
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